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１．概要（Summary ）： 

表面増強ラマン散乱（SERS）は，通常のラマン分光

法では測定できない表面や界面の微量な物質の分子構

造を測定する手法として注目されている．プラズモンアン

テナ型 SERS センサは，伝搬型プラズモンと局在型プラ

ズモンを併用することにより，高感度な測定が可能である．

本検討では様々な材料を高感度に測定することを目的に

透過型プラズモンセンサの開発を進めた． 

２．実験（Experimental）： 
ナノインプリント法，ゾルゲル法，電解析出法を用いて透

過型プラズモンアンテナ型 SERS センサの作製検討を行

った ．評価は， FIB-SEM ，顕微ラマン分光装置

(NANOFINDER 30)を用いた．Fig. 1に透過型プラズモ

ンセンサを用いた顕微ラマン分光の概念図並びに透過型

プラズモンセンサ構成概念図を示す． 
 

 

 
 
 
 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 
Fig. 2にゾルゲル法により作製したナノパターン付きSiO2

の平面及び断面 SEM 像を示す．観察結果から sol-gel 
SiO2 法を用いてナノパターンが形成されることを確認し

た．Fig. 3 にはナノパターン部の残膜をドライエッチング

により除去し，ITO 面を露出させ，ITO 上のナノパターン

内にAu-Ag電析膜を形成した試料のSEM像を示す．ナ

ノパターン内に Au-Ag 電析膜が形成されることを確認し

た．今後は透過型プラズモンセンサ特性について評価を

進めていく予定である． 
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Fig. 1 Schematic images of transparent 
Plasmon sensor. 
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Fig. 2 SEM images of SiO2 with nano-patterns 
formed by sol-gel method. 

SiO2  formed 
by sol-gel 
method 

Fig. 3 A SEM image of transparent Plasmon sensor 
after Au-Ag electrodeposition. 
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